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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月27日(2016.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動方向において互いに異なる周期で形成された複数のパターン列を有するスケールと
、
　前記複数のパターン列に対応する複数の信号を取得する取得手段と、
　前記複数の信号に基づいて前記スケールの前記取得手段に対する仮位置を導出する第一
の導出手段と、
　前記複数の信号のうちの１つ以上の信号に基づいて、前記スケールの前記取得手段に対
する変位量を導出する第二の導出手段と、
　前記仮位置と前記変位量に基づいて、前記スケールの前記取得手段に対する本位置を決
定する決定手段と、
を有し、
　前記決定手段は、第一の位置において前記第一の導出手段によって導出された第一の仮
位置と、前記第一の位置とは異なる第二の位置において前記第一の導出手段によって導出
された第二の仮位置と、の差と、前記第一の位置から前記第二の位置までの前記第二の導
出手段によって導出された変位量と、を比較した結果に基づいて、前記本位置を決定する
、
ことを特徴とする位置検出装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記差と前記変位量が異なると判断した場合には、前記第一の位置及
び前記第二の位置とは異なる第三の位置において前記第一の導出手段によって導出された
第三の仮位置と、前記第一の仮位置と、前記第二の仮位置と、前記第二の導出手段によっ
て導出された前記第一、第二、第三の位置のうちいずれか２つの位置間における前記変位
量と、に基づいて前記本位置を決定する、ことを特徴とする請求項１に記載の位置検出装
置。
【請求項３】
　前記変位量は、前記取得手段が同時に前記複数の信号を取得可能な前記スケールの前記
移動方向の長さに基づいて設定される所定値よりも大きい、ことを特徴とする請求項１又
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は２に記載の位置検出装置。
【請求項４】
　前記変位量は、予め定められた前記スケール上の異常発生範囲の前記移動方向における
長さに基づいて設定される所定値よりも大きい、ことを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載の位置検出装置。
【請求項５】
　前記スケールの前記取得手段に対する前記移動方向への駆動を制御する制御手段を有し
、
　前記制御手段は、前記決定手段が前記本位置を決定するまで、前記スケールを前記移動
方向へ駆動する、
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の位置検出装置。
【請求項６】
　前記決定手段が前記本位置を決定する処理を開始したときの前記第二の導出手段によっ
て導出された前記変位量を保持する手段を有し、
　前記制御手段は、前記決定手段が前記本位置を決定した後、前記スケールを前記保持さ
れた前記変位量に対応する位置まで駆動する、
ことを特徴とする請求項５に記載の位置検出装置。
【請求項７】
　前記複数のパターン列は複数の反射パターン列であり、
　前記取得手段は、光源と、前記光源から出射し前記複数の反射パターン列で反射された
光をそれぞれ受光する複数の受光部と、を含む、
ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の位置検出装置。
【請求項８】
　可動光学部材と、該可動光学部材の位置検出装置として請求項１乃至７のいずれか１項
に記載の位置検出装置とを備える、レンズ装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のレンズ装置とカメラ装置とを備える撮影装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の位置検出装置は、移動方向において互いに異なる
周期で形成された複数のパターン列を有するスケールと、前記複数のパターン列に対応す
る複数の信号を取得する取得手段と、前記複数の信号に基づいて前記スケールの前記取得
手段に対する仮位置を導出する第一の導出手段と、前記複数の信号のうちの１つ以上の信
号に基づいて、前記スケールの前記取得手段に対する変位量を導出する第二の導出手段と
、前記仮位置と前記変位量に基づいて、前記スケールの前記取得手段に対する本位置を決
定する決定手段と、を有し、前記決定手段は、第一の位置において前記第一の導出手段に
よって導出された第一の仮位置と、前記第一の位置とは異なる第二の位置において前記第
一の導出手段によって導出された第二の仮位置と、の差と、前記第一の位置から前記第二
の位置までの前記第二の導出手段によって導出された変位量と、を比較した結果に基づい
て、前記本位置を決定する、ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
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　ここで式(9)、(10)の振幅は異なっているため、次に振幅の補正を行い、信号振幅が同
一となった第二のA相変位信号S2cA及び第一のB相変位信号S2cBを算出する。式(9)に式(10
)の振幅の一部であるCOS{(α-90)/2}を乗じ、式(10)に式(9)の振幅の一部であるSIN{(α-
90)/2}を乗ずると、以下の式(11)、式(12)が得られる。
　　　S2cA = b1×b2×2×SIN{(α-90)/2}×COS{(α-90)/2}×COS{θ+(α+90)/2}
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(11)
　　　S2cB = b1×b2×2×SIN{(α-90)/2}×COS{(α-90)/2}×SIN{θ+(α+90)/2}
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・(12)
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　ここで、許容する異物のX軸方向の幅をLpdの最大値をLpdmaxと定義すると、異物802の
影響を確実に受けない位置まで移動するための最小移動量（異常回復変位量）Lmsminは、
式(20)のように設定することができる。
　　　Lmsmin＝Lps + Lpdmax　・・・(20)
　許容する異物のX軸方向の幅の最大値Lpdmaxは、アブソリュートエンコーダ製造時に混
入する最大の異物の大きさで予め決定され、これに対応する最小移動量LmsminがABS決定
部101に保持される。
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